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Beschreibung 

Verfahren zur Herstellung eines oberf ISchenmontierbaren 
optoelektronischen Bauelementes 

5 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines 
oberflachenmontierbaren optoelektronischen Bauelementes 
bestehend aus einem Grundkorper, einem in einer Ausnehmung 
des Grundkorpers angeordneten optoelektronischen Sender 
10 und/oder Empf anger und einer die Ausnehmung verschlieflenden 
optischen Einrichtung. 

In den letzten Jahren lost die Oberf lachenmontagetechnik 
(SMT) zunehmend die Bestuckung von Leiterbahntragern mit 
15 bedrahteten Bauelementen ab. Der entscheidende Vorteil der 
SMT besteht in einer Steigerung der Packungsdichte, die mit 
herkommlichen Bestiickungverf ahren nicht erreicht werden kann, 

Wegen der bei vielen optischen Anwendungen gewunschten hohen 
20 Packungsdichte kommt der SMT im Bereich der Optoelektronik 
eine besondere Bedeutung zu. Es sind auch bereits 
optoelektronische Bauelemente bekannt, die nach dem SMT- 
^°2Lzep t_ pjD^f lacheim^^^ 
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EP 0 230 336 Al beschreibt ein oberf lachenmontierbares 
optoelektronisches Bauelement, das ein ringformiges Gehause 
aufweist/ dessen obere Ringoffnung mit einer Kugellinse 
verschlossen ist, wahrend die untere Ringoffnung auf einer 
Platine aufsteht. Innerhalb des Gehauses ist zwischen der 
Platine und dem unteren Scheitelpunkt der Kugellinse ein 
lichtaussendendes Halbleiterelement angeordnet. Der durch 
die Platinenoberflache und die Kugellinse begrenzte Innenraum 
des Ringgehauses ist mit einem transparenten Kleber gefiillt. 

35 Ein weiteres oberf lachenmontierbares optoelektronisches 
Bauelement ist in der EP 0 400 176 dargestellt. Dieses 
Bauelement weist einen Grundkorper mit einer zentralen 
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besteht darin, dafi die optische Einrichtung erst nach dem 
Vergielien der Ausnehmung mit VerguBmasse auf den Grundkorper 
aufgebracht wird. Durch das Aufbringen der optischen 
Einrichtung auf die bereits mit Vergulimasse gefullte 
5 Ausnehmung kann eine sehr lagegenaue und reproduzierbare 
Positionierung der optischen Einrichtung auf dem Grundkorper 
erfolgen, die durch nachfolgende Schritte wie beispielsweise 
einen Ausharteschritt oder einen Entf ormungsschritt im 
wesentlichen nicht mehr beeintrachtigt wird. Dadurch wird in 
0 bezug auf das Abstrahl- oder auch Empf angsverhalten eine hohe 
optische Qualitat des optoelektronischen Bauelements 
gewahrleistet, die fUr Anwendungen, bei denen eine exakte 
Strahlfuhrung und eine hohe Lichtausbeute wunschenswert sind, 
von grofier Bedeutung ist. Die erf indungsgemaiien 
optoelektronischen Bauelemente sind damit Bauelementen, bei 
denen die Befullung der Ausnehmung von der ruckwartigen Seite 
bei zuvor montierter optischer Einrichtung erfolgt, 
iiberlegen. 

Das erfindungsgemafle Verfahren laBt sich in besonders 
bevorzugter Weise bei der Herstellung von sogenannten 
vorgehausten optoelektronischen Bauelementen anwenden. Dabei 

erfolgt zunac hst die Herstell u ng des Grundkor pers durch 

Umspritzen eines Leiterbandes mit einem Thermoplast unter 
gleichzeitiger Ausbildung des Gehauses mit der Ausnehmung und 
nachfolgend die Montage des optoelektronischen Senders 
und/oder Empf angers auf einen innerhalb der Ausnehmung 
liegenden Abschnitt des Leiterbandes. 

Nach einer ersten vorteilhaf ten AusfUhrungsform des 
erfindungsgemafien Verfahrens wird die optische Einrichtung in 
Schritt c) auf die noch nicht gehartete VerguBmasse 
aufgebracht und die Vergulimasse wird nachfolgend ausgehartet. 

In diesem Fall kann die Befiillmenge der VerguBmasse so 
gewahlt werden, daB beim nachfolgenden Aufbringen der 
optischen Einrichtung im wesentlichen keine VerguBmasse iiber 
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noch nicht gehartete Vergufimasse (14) aufgebracht wird und 
die Vergufimasse (14) nachfolgend ausgehartet wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
dafi in Schritt b) die Befullmenge der VerguBmasse (14) so 
gewahlt wird, daB beim nachf olgenden Aufbringen der optischen 
Einrichtung (16, 16') im Schritt c) im wesentlichen keine 
VerguBmasse (14) uber den Rand der Ausnehmung (4) tritt. 

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, 

daB die Ausnehmung (4) in Schritt b) im wesentlichen bis zum 
Rand mit VerguBmasse (14) gefiillt wird, wobei sich nach dem 
Beftillen der Ausnehmung (4) aufgrund der Oberf lachenspannung 
der VerguBmasse (14) eine Hohlkehle (15) ausbildet, und die 
Formgebung der optische Einrichtung (16, 16') in ihrem die 
VerguBmasse (14) kontaktierenden Bereich (31) so gewahlt ist, 
daB beim nachfolgenden Aufbringen der optischen Einrichtung 
(16, 16')im wesentlichen keine VerguBmasse (14) uber den Rand 
der Ausnehmung (4) tritt. 



6. Verfahren nach einem der Ansprtiche 3 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB vor Schritt b) der folgende Schritt 
ausgeftihrt wird: 

Versehen des Grundkorpers (1) mit einer die Ausnehmung 
(4) lamlaufenden Ringnut (6) . 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 3 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, 

daB vor Schritt b) der folgende Schritt ausgefuhrt wird: 
Versehen des Grundkorpers (1) mit randseitig zur 
Ausnehmung (4) angeordneten Auf lageelementen (32) fiir 
die optische Einrichtung (16, 16'). 
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- Bereitstellen einer Giefiformhalf te (39) und 

- Befullen der GieBf ormhalf te (39) mit einer weiteren 
VerguBmasse/ 

sowie 

- zumindest teilweises Harten (35) der VerguBmasse (14) in 
der Ausnehmung (4) des Grundkorpers (1) und 

- Benetzen der Oberflache der VerguJimasse (14), 

wobei in Schritt c)der Grundkorper (1) und die GieBformhalf te 

(39) lagerichtig zusammengefugt werden, 

sowie 

- Ausharten der weiteren VerguBmasse und 

- Entfernen der GieBf ormhalf te (39) von dem Grundkorper (1) 
mit angegossener optischer Einrichtung (45) . 

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, 

daB der Schritt des Benetzens der Oberflache der VerguBmasse 
(14) die Schritte umfaBt: 

- Wenden (36) des Grundkorpers (1) urn eine Horizontalachse, 
derart, daB die Offnung der Ausnehmung (4) nach unten 
gerichtet ist, und 

■^--zumindest— obe*-fl-aG-bensei-t-iges--E4 

Grundkorpers (1) in fliissige VerguBmasse. 

14. Verfahren nach Anspruch 11 bis 13, dadurch 
gekennzeichnet, 

daB die zumindest teilweise Aushartung der VerguBmasse (14) 
durch eine Warmebehandlung (35) durchgefiihrt wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 11 bis 14, dadurch 
gekennzeichnet, 

daB die Aushartung der weiteren VerguBmasse durch eine 
Warmebehandlung (43) durchgeftihrt wird. 
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Eine weitere vorteilhafte Verf ahrensvariante besteht darin, 
dafi vor dem Aufbringen der optischen Einrichtung zunachst 
dieselbe mittels eines GieB-, Preli- oder Spritzvorgangs 
5 hergestellt wird, nachfolgend als Schtittgut gefordert wird 
und durch automatisiertes Ergreifen aus dem Schuttgut und 
automatisiertes Positionieren uber eineiti Grundkorper auf 
diesen aufgebracht wird. Der Vorteil dieser MaJJnahmen 
besteht darin, daB die Herstellung der optischen Einrichtung 
10 vollig unabhangig von der Herstellung des Grundkorpers 
erfolgt, wodurch die Moglichkeit einer gesonderten und 
effektiven Qualitatskontrolle der optischen Einrichtung sowie 
der Aussonderung von AusschuB gegeben ist. Dadurch wird die 
Herstellung von Bauelementen mit hochster Qualitat 
15 ermoglicht . 

Nach einer zweiten bevorzugten Aus fuhrungs form des 
erf indungsgemalien Verfahrens wird die optische Einrichtung in 
einem GieBvorgang gebildet und im Rahmen dieses Gielivorgangs 
20 im Bereich der Ausnehmung auf den Grundkorper aufgebracht und 
mit der VerguBmasse in der Ausnehmung vergossen, Auch bei 
dieser zweiten Ausf iihrungsf orm des erf indungsgemaBen 
Verfahrens erfolgt die Befullung der Ausnehmung des 
Grundkorpers vor dem Aufbringen der optischen Einrichtung im 
Rahmen des erwahnten GieBschrittes,. so daB die mit dieser 
ProzeBfuhrung verbundenen Vorteile auch bei dieser 
Ausf uhrungs form des erf indungsgemaBen Verfahrens zu Tage 
treten. 

30 Vorzugsweise wird bei dieser zweiten Aus fuhrungs form des 
erf indungsgemaBen Verfahrens zur Herstellung der optischen 
Einrichtung zunachst eine Giefiformhalf te bereitgestellt und 
diese GieBf ormhalf te mit einer weiteren VerguBmasse befullt. 
Andererseits wird nach dem Befullen der Ausnehmung des 

35 Grundkorpers mit VerguBmasse die VerguBmasse zunachst 
zumindest teilweise gehartet und danach mit VerguBmasse 
benetzt. AnschlieBend werden der Grundkorper und die mit der 
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durchgefiihrt wird. 




Einrichtung auf den Grundkorper nach einer ersten 
Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung anhand 
des in Fig. 1 gezeigten Grundkorpe rbei spiel s; 

Fig. 3 das in Fig. 2C gezeigte, nach der ersten 

Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung 
hergestellte optoelektronische Bauelement in 
Draufsicht; 

Fig. 4 eine schematische Darstellung zur Erlauterung der 

Herstellung und Forderung der optischen Einrichtung; 

Fig. 5 ein weiteres nach der ersten Ausfuhrungsform des 
erf indungsgemalien Verfahrens herg.estelltes 
optoelektronisches Bauelement; 

Fig. 6 das in Fig. 5 gezeigte optoelektronische Bauelement 
in Draufsicht; und 

Fig. 7 eine schematische Darstellung zur Erlauterung einer 
zweiten Ausfuhrungsform des erf indungsgemalien 
Verfahrens . 



Fig. 1 zeigt einen Grundkorper 1, der durch Umspritzen eines 
Leiterbandes 2 mit einem Hochtemperatur-Thermoplastgehause 3 
gebildet wird. Das Gehause 3 weist vorzugsweise ebene 
Aufienflachen auf, um eine einfache Bestuckbarkeit zu 
gewahrleisten. Oberf lachenseitig ist in dem Gehause 3 eine 
Ausnehmung 4 vorgesehen. 

Fig. 2A zeigt eine Schnittdarstellung eines im wesentlichen 
gemali Fig. 1 aufgebauten Grundkorpers 1, wobei sich das 
Gehause 3' von dem in Fig. 1 gezeigten Gehause 3 nur insoweit 
unterscheidet, daB die Oberflache 5 des Gehauses 3' mit einer 
die Ausnehmung 4 umlaufenden Ringnut 6 versehen ist, auf die 
spater noch Bezug genommen wird. Fig. 2A zeigt, daB 
Abschnitte 7, 8 des Leiterbands 2 vom Thermoplastgehause 3' 
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Die Fiillhohe der VerguBmasse 14 ist abhangig von dem AusmaB 
der Hohlkehlenbildung, der Formgebung der im nachsten Schritt 
(siehe Fig. 2C) auf die Ausnehmung 4 auf zubringenden 
5 optischen Einrichtung und hangt ferner davon ab^ ob 
gehauseseitig Maiinahmen wie beispielsweise die hier 
dargestellte umlaufende Ringnut 6 getroffen sind, um 
gegebenenfalls randseitig ubertretende Vergufimasse 
auf zufangen. 

10 

Fig. 2C verdeutlicht das nachfolgend durchgefuhrte Aufbringen 
einer optischen Einrichtung auf die Ausnehmung 4. In dem in 
Fig. 2C dargestellten Beispiel ist die optische Einrichtung 
in Form einer plankonvexen Sammellinse 16 ausgebildet. An 
15 der der Ausnehmung 4 zugewandten Seite weist die Sammellinse 
16 im zentralen Bereiche eine ebene Grundflache 17 auf, die 
sich uber eine Einlauf schrage 18 in eine radial 
aufienliegende, ringformige Auf lagef lache 19 fortsetzt. Die 
Grundflache 17 ist mit der Auf lagef lache 19 koplanar. 

20 

Beim Aufbringen der Linse 16 auf das gemali Fig. 2B mit 
VerguBmasse 14 gefiillte Gehause 3 wird die Linse 16 zunachst 
uber d e r A usnehmung 4 pos ition i ert und axial mit di eser 
ausgerichtet . Nachfolgend wird die Linse 16 auf das 
Thermoplastgehause 3' niedergebracht, wobei die 
Einlauf schrage 18 der Linse 16 mit einem oberen Bereich der 
geneigten Reflektor-Innenwandf lache 13 selbstzentrierend 
zusammenwirkt . Dadurch wird eine Endlage der Linse 16 
relativ zum Gehause 3' erzielt, die von dem vorhergehenden ^ 
30 Ausrichtungsschritt weitgehend unabhangig ist und im 
wesentlichen durch die MaBhaltigkeit der Linsen- und 
Gehausefertigung in den entsprechenden Schragf lachenbereichen 
bestimmt wird. 

35 Das Aufbringen der Linse 16 auf das Gehause 3' geschieht wie 
folgt: Zunachst tritt die Linsengrundf lache 17 mit der 
Oberf lache 15 der VerguBmasse 14 in Kontakt. Zu diesem 
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11 

ein in einem PreBwerkzeug 20 durchgefiihrtes 

Spritzprefiverfahren. Dabei wird zunachst klare Prefiinasse in 
Richtung des Pfeils 21 durch einen Kanal 22 einer beheizten 
Werkzeughalfte 23 in eine PrelJfom gepreBt, die durch eine 
Formflache 24 der ersten Werkzeughalfte 23, eine Formflache 
2 6 einer benachbart der ersten Werkzeughalfte 23 angeordneten 
zweiten Werkzeughalfte 25.und der Stirnflache 27. eines in der 
zweiten Werkzeughalfte 25 verschieblich auf genommenen 
Ringauswerfers. 28 definiert ist. Die Prefimasse wird dann 
durch einen Prefivorgang zu der Linse 16 geformt, welche 
anschlieJiend mittels des Ringauswerfers 28 iiti heiflen Zustand 
gestaltfest in Richtung des Pfeils 29 aus dem Preflwerkzeug 20 
ausgestofien wird. Dabei fallt die Linse 16 als Schuttgut in 
einen Linsensarronelbehalter 30. Der Linsensammelbehalter 30 
15 steht in nicht dargestellter Weise mit Fordereinrichtungen, 
wie beispielsweise einem Ruttelforderer, Trichtern usw. in 
Verbindung, tiber die die Linse 16 zu einer ebenfalls nicht 
dargestellten Montageeinheit gebracht wird, mittels der sie 
in der bereits beschriebenen Weise (siehe Fig. 2C) auf das 
Gehause 3 des optoelektronischen Bauelements aufgebracht 
wird. 
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___ B ei de m nach Fig. 4 beschri ebene n Linsenhe rstellung.sverf ahr^n 

^^^^ erweist es sich als vorteilhaft, daJi nur sehr geringe 
^^^■1 Toleranzen auftreten. Dadurch wird einerseits der AusschuB 
gering gehalten und andererseits werden durch die gute 
MaBhaltigkeit der Linsen 16 sowohl die optischen 
Eigenschaften der Linse 16 als auch die Reproduzierbarkeit 
der Endlage der Linse 16 in dem Gehause 3, 3' giinstig 
30 beeinfluiit. 

Eine Modifikation des in Fig. 2C dargestellten 
optoelektronischen Bauelements ist in Fig. 5 gezeigt. Das 
Bauelement nach Fig. 5 unterscheidet sich von dem in Fig. 2C 
35 gezeigten Bauelement im wesentlichen dadurch, dali es anstelle 
der plankonvexen Linse 16 eine Kugellinse 16' mit Durchmesser 
R aufweist. 
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anderen Linsenformen und insbesondere auch bei der gemafi Fig. 
2C verwendeten plankonvexen Linse 16 vorgesehen sein. 

Anhand von Fig. 7 wird eine zweite Aus fuhrungs form des 
erfindungsgemafien Verfahrens erlautert. Der hauptsachliche 
Unterschied dieser zweiten Aus fuhrungs form zu der ersten 
Ausfiihrungsform besteht darin, daS> die optische Einrichtung 
nunmehr in einem Angiefiverf ahren auf das Bauteilgehause 3 
aufgebracht wird. 



Mit einem optischen Halbleiterchip 11 versehene Gehause 3 
(siehe Fig. l) werden an einem ersten Band 33 einer 
Giefistation 34 zugefuhrt, bei der die Ausnehmung 4 des 
Bauteilgehauses 3 vergossen wird. Nachfolgend wird durch 
15 Warmeeinwirkung 35 eine Aushartung oder zumindest teilweise 
Anhartung der VerguBmasse herbeigefiihrt . Bei 36 wird das 
Band 33 um 180" gewendet und bei 37 wird die nunmehr nach 
unten gerichtete, vergossene Oberflache des Gehauses zur 
Vorbenetzung derselben in GieBharz getaucht. 



Die Benetzung der angeharteten oder ausgeharteten VerguBmasse 
kann auch auf anderem Wege erfolgen. Die Benetzung 

..^eMhrleistet,._.daB._.der„nachfolgende-Angi^^^ - 

luftblasenfrei erfolgt. 

Ein zweites Band 38 tragt GieJif ormhalf ten 39, die zur 
Herstellung der optischen Einrichtung vorgesehen sind. Dazu 
werden in einer Linsengiefistation 40 die Giefi formhalf ten 39 
mit einem Giefiharz gefullt. Das erste Band 33 mit den nach 
unten weisenden Gehausen 3 und das zweite Band 38 mit den 
gefullten Giefiformhalf ten 39 werden zusammen durch den Spalt 
zwischen zwei achsparallel angeordneten Igelradern 41 gefuhrt 
und im Spalt zusammengefQgt . Die IgelrSder 41 sind beheizt, 
so dafi im Spalt eine Temperatur von etwa 80°C vorliegt. Nach 
Verlassen des Spaltes werden die kombinierten Gehause- 
GieJiformhalften 3,39 unter EinfluB einer mechanischen Fuhrung 
42 einer Warmebehandlung 43 bei etwa 150 °C unterzogen. Die 
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so dafi die nach diesem Verfahren hergestellten 
optoelektronischen Bauelemente in der Regel hoheren 
Qualitatsanf orderungen genugen . 

Das in Fig. 7 gezeigte Doppelbandverf ahren weist hingegen den 
Vorteil auf, daB es aufgrund seines hohen 

Automatisierungsgrades sehr kostengiinstig durchgefuhrt werden 
kann . 
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